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1.はじめに 

 近年，ロボットや自動運転などの進展に伴って，波

長の短い光を用いて対象の形状や距離を測ることので

きるセンシング技術である LiDAR(Laser Imaging 

Detection and Ranging)に大きな注目が集まっている．本

研究では，LiDAR システムに必要不可欠な高出力かつ

高解像度のビーム掃引デバイスの実現に向け，スロー

ライト SOA(Semiconductor Optical Amplifier)に MEMS 

(Micro Electro Mechanical System)技術を導入したビー

ム偏向器の高解像度化について検討したのでご報告す

る． 

 

2.動作原理 

 Fig.1が今回提案するデバイスの全体像である．スロ

ーライト SOA の上部 DBR(Distributed Bragg Reflector)

を MEMSカンチレバーにすることによって，静電引力

により導波路のカットオフ周波数𝜆𝑐を変調することが

可能になる．この時，外部光源より入射する光𝜆がデバ

イスから放射されるとき偏向角は次の近似式(1)で表

すことができる[1]． 
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すなわち，単一波長の光源でもデバイスのエアギャッ

プ𝑑を変化させることで，ビーム掃引が可能であるこ

とを示している． 

 

3.数値計算結果 

 Fig.2は，フィルムモードマッチング法を用いてビー

ム偏向角の特性を計算したものである．エアギャップ

𝑑の幅を導波路のカットオフ付近の所望の波長帯に合

わせて設計することにより，30°以上の偏向角が得ら

れることが確認できた．Fig.3 は入力波長λ = 870nmの

時のターゲットまでの距離と横方向分解能の関係が素

子長Lに対して，どのように変化するかを計算したも

のである．計算は，Fig.2 より最も解像度が低くなる

𝜃𝑟𝑎𝑑 = 40°のときの条件で行った．Fig.3より素子長が

1cm あれば，100m 先の約 1cm の物体を識別すること

が可能であることが分かる．なお，計算にあたっては

長距離を計測するために，スローライト SOA によっ

て素子の伝搬方向に対して均一な強度分布を仮定した．

 

4.結び 

 スローライトSOAにMEMS技術を導入することで， 

 

高い横方向分解能を持ち，単一波長で動作するビーム

スキャナーの提案を行った．また，カットオフ波長近

傍で 30°以上の偏向角が得られ，素子長が 1cm あれ

ば，100m 先の約 1cm の物体を識別することが可能で

あることが確認できた． 
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Fig.3 Target distance and resolution 

Fig.2 Beam deflection angle   

characteristics with respect to air gap 
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Fig.1 Overall image of the device 
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